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１．概要（Summary） 
 多糖類基材への ALD によるアルミナ製膜検討を検

討する。多糖類基材は水酸基の多さから、高湿度環境

下で膨潤しやすい。この点を改善するため、アルミナ

製膜を行い、水蒸気に対する耐性を付与したい。 
ALD の適用可能性を調べるため、真空中加熱を行

い、真空度の悪化を測定した。その結果、5 時間後も

真空度の悪化が収まらず、ALD での製膜は不適当と

判断し、別途、スパッタ法を検討する。 
 
２．実験（Experimental） 

なし。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

なし。 
 
４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 
 
６．関連特許（Patent） 

なし。 
 


